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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

l Ubersicht

LDS 6, typische Installation mit zentraler Analyseeinheit und Optikgehdu-
sen

Bei dem LDS 6 handelt es sich um ein Diodenlaser-Gasanalysengerat,
das nach dem Messprinzip der spezifischen Lichtabsorption verschie-
dener Gaskomponenten arbeitet. LDS 6 eignet sich hervorragend fiir
die sekundenschnelle und beriihrungslose Messung von Gaskonzen-
trationen in Prozess- oder Rauchgasen. Die zentrale Analysatorein-
heitist in der Lage, jeweils ein oder zwei Signale von bis zu drei
Messstellen gleichzeitig zu verarbeiten. Die In situ-Optikgehduse an
den einzelnen Messstellen sind liber Glasfaserkabel mit der Zentral-
einheit verbunden, sodass die Distanz zwischen dem Aufstellungsort
der Zentraleinheit und den Messstellen bis zu 700 m betragen kann.
Die Optikgehduse wurden fiir den Betrieb in rauen Prozessumgebun-
gen konzipiert und enthalten nur ein Minimum an elektrischen Kom-
ponenten.

l Nutzen

Das In situ-Gasanalysengerdt LDS 6 zeichnet sich durch eine sehr ho-
he Verfligbarkeit und einzigartige Analyseselektivitat aus. Es eignet
sich optimal fiir eine Vielzahl von Anwendungen. Mit dem LDS 6
kénnen ein oder zwei Gaskomponenten oder auch die Gastempera-
tur direkt im Prozess gemessen werden und zwar

* Bei hohen Staubbeladungen
¢ In heiBen, feuchten, korrosiven, explosiven oder toxischen Gasen

* In Anwendungen mit stark veranderlichen Gaszusammensetzun-
gen

* Unter rauen Umgebungsbedingungen an der Messstelle
¢ Hoch selektiv, d. h. nahezu keine Querempfindlichkeiten
Merkmale des LDS 6:

* Geringer Installationsaufwand

¢ Minimaler Wartungsbedarf

¢ Extrem robuster Aufbau

* Hohe Langzeitstabilitdt durch eingebaute wartungsfreie Referenz-
gaszelle, Kalibrierungen im Feld tberflissig

* Echtzeit-Messungen

Dariliber hinaus gibt das Gerat in folgenden Situationen Warn- und
Fehlermessungen aus:

¢ Wenn Wartungsbedarf besteht
- Bei fehlerhafter Referenzfunktion

- Bei schlechter Qualitat des Signals

* Bei Verletzung eines oberen oder unteren Schwellenwertes, der fiir
die Messvariable festgelegt wurde

* Wenn die Ubertragene Lichtmenge einen min. oder max. Wert
Uiberschreitet
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l Anwendungsbereich

Anwendungen
* Prozessoptimierung

* Kontinuierliche Emissionsiiberwachung bei allen Arten von Brenn-
stoffen (Ol, Gas, Kohle etc.)

* Prozessmessungen in Energieanlagen und jeder Art von Verbren-
nungsanlagen

* Prozesssteuerung

* Explosionsschutz

* Messungen in korrosiven und toxischen Gasen

* Qualitatskontrolle

¢ Umweltschutz

* Anlagensicherheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Branchen

* Kraftwerke

¢ Stahlwerke

* Zementindustrie

* Chemische und petrochemische Anlagen
* Automobilindustrie

¢ Millverbrennungsanlagen

* Glas- und Keramikherstellung

¢ Forschung und Entwicklung

* Halbleiter- und Computerchipproduktion

Spezielle Anwendungen

Zusatzlich zu den Standardapplikationen sind auf Anfrage auch spe-

zielle Anwendungen maoglich. Diese beinhalten sowohl eine Erweite-
rung des Temperatur- und Druckbereichs, als auch eine Erweiterung

des Konzentrationsmessbereichs. Zudem kénnen per Sonderapplika-
tion weitere Gasspezies gemessen werden.
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l Aufbau

Das Gasanalysengerdt LDS 6 besteht aus einer Zentraleinheit und bis
zu drei In situ-Optikgehdusen. Die Verbindung zwischen der Zentral-
einheit und den Optikgehdusen wird (iber ein so genanntes Hybridka-
bel hergestellt, welches Glasfasern und Kupferdrdhte enthalt. Ein zu-
sédtzliches Sensorverbindungskabel verbindet den Transmitter- und
den Empféangerteil des Optikgehduses miteinander.

Zentraleinheit

Die Zentraleinheit befindet sich in einem 19"-Einschubgehduse mit 4
Befestigungspunkten zur Montage

¢ in einem Schwenkrahmen

¢ in Racks mit oder ohne Teleskopschienen

Anzeige und Bedienfeld

* GroBe LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Ausgabe von Messergebnis
und Geratestatus

* Kontrast des LCD-Displays ist tiber das Meni einstellbar

¢ LED-Hintergrundbeleuchtung des Displays mit Energiesparfunktion
¢ Leicht zu reinigendes Folien-Touchpad mit Softkeys

* Mentigesteuerter Betrieb flir Parametrierung und Diagnose

* Bedienungshilfen in Klartext

Ein- und Ausgéange

* Ein bis drei Messkanale mit Hybridkabelanschliissen flr die Optik-
gehduse an den Messstellen

* Pro Kanal 2 Analogeingange flir Prozessgastemperatur und -druck

* Pro Kanal 2 Analogausgénge fiir Gaskonzentration(en). Bei ausge-
wahlten Ausfliihrungen kann alternativ auch die Transmission aus-
gelesen werden.

* Pro Kanal 6 frei konfigurierbare Digitaleingange zur Signalisierung
von Stérungen, Wartungsanforderungen von externen Tempera-
tur- oder Druck-Messumformern oder unzureichende Bespiilung
der Optikgehduse

* Pro Kanal 6 frei konfigurierbare Digitalausgdnge (Signalisierung
von Fehlern, Wartungsbedarf, Funktionssteuerung, Alarm bei
Zeitlimitlberschreitung wahrend der Ubertragung, Alarm bei
Grenzwertverletzung der Konzentration, Analogausgang spei-
chern)

Kommunikation

Netzwerkkommunikation: Ethernet (T-Base-10) fiir Ferndiagnose
und -wartung.

LDS 6-Zentraleinheit, Folientastatur und Grafikdisplay
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l Aufbau (Fortsetzung)

Optikgehduse

I/l-llq

Optikgehduse CD 6, Transmitter- oder Empfangereinheit

* In situ-Optikgehause, als Transmitter- und Empfangereinheit konfi-
guriert und Uber ein Sensorverbindungskabel verbunden

* Anschluss an die LDS 6 Zentraleinheit (iber ein so genanntes Hybrid-
kabel von max. 700 m L&nge (Summe aus Hybrid- und Sensorverbin-
dungskabelldnge max. 250 m in Ex-Zone 0 und Ex-Zone 1)

* Rostfreier Edelstahl, teilweise lackiertes Aluminium
* Optikgehause nach Schutzklasse IP65

* Justierbare Flansche mit Flanschverbindung

* DN 65/PN 6, ANSI 4"/150 lbs

* Optional druckfeste Fensterflansche der Dimensionen: DN 65/PN 6,
DN 80/PN 16, ANSI 4"/150 lbs, andere Prozessschnittstellen auf An-
frage lieferbar

* Prozess- und sensorseitige Spileinrichtung, konfigurierbare Ausfih-
rungen mit Spiilgasanschliissen fiir:

- Instrumentenluft
- Spiilluftgeblase
- Dampf

- Stickstoff

- Prozessgase, die nicht unter die Druckgeraterichtlinie Kat. 2 fallen

* In Kombination mit Hochdruck-Fensterflanschen ist prozessseitiges
Spilen mit Instrumentenluft oder Stickstoff mdglich

¢ Schnellverschliisse zur Reinigung der Messoffnungen und des Optik-
gehdusefensters

* Optional: Ausflihrung mit Ex-Schutz gemdaB ATEX / IEC Ex ia

* Das Optikgehduse CD 6 erfiillt die Anforderungen der Druckgerate-
richtlinie

Prozessgasberiihrende Teile

Normalerweise kommt das Optikgehause nicht mit dem Prozessgas in
Beriihrung, da auf der Prozessseite mit einem gasférmigen Medium
bespiilt wird. Spiilgasfihrungsrohre aus Edelstahl oder Propylen (PP)
vor den Sensorfenstern tauchen ein wenig in das Prozessgas ein und
begrenzen so das Spiilvolumen. Sondermaterialen wie Hastelloy sind
auf Anfrage lieferbar.

Hybrid- und Sensorverbindungskabel

Eine Kombination aus Glasfaserkabel und verdrillten Kupferdrahten
zum AnschlieBen der Optikgehause an die Zentraleinheit. Das Hybrid-
kabel verbindet die Zentraleinheit mit der Transmittereinheit des Op-

tikgehauses, wahrend das Sensorverbindungskabel Transmitter-
und Empfangereinheit des Optikgehduses miteinander verbindet.

Flr die Installation in Ex-geschiitzten Umgebungen sind alle gelten-
den gesetzlichen Auflagen zu erfillen, so u. a. die Anforderungen
hinsichtlich der rdumlichen Trennung von eigensicheren und nicht
eigensicheren Kabeln.

Entsprechend der Norm EN IEC 60079-14 missen Anlagen mit ei-
gensicheren Stromkreisen so errichtet werden, dass deren Eigensi-
cherheit nicht durch elektrische oder magnetische Felder beein-
trachtigt wird. Daher diirfen die Hybrid- und Sensorverbindungska-
bel des LDS 6 in einer Ex-Applikation nur in einer solchen Weise ver-
legt werden, dass sie keine elektrischen oder magnetischen Felder
generieren kénnen, z. B. indem sie in mehr als einer Kabelschlaufe
aufgerollt werden. Um eine gute Signalqualitdt zu gewahrleisten
und verbotene Induktivitdtsschleifen zu vermeiden, sollten die Hy-
brid- und Sensorverbindungskabelldngen daher so kurz wie még-
lich sein.

* Der Abstand zwischen Zentraleinheit und Messstelle kann

- flr Ex-Geréte bei Einsatz in Zone 0 und Zone 1 max. 250 m be-
tragen (Summe aus Hybrid- und Sensorverbindungskabelldnge)

- flir Ex-Gerate bei Einsatz in Zone 2 und fur Nicht-Ex-Gerdte max.
700 m betragen
¢ Hybrid- und Sensorverbindungskabel:

- Multi-Mode-Glasfaserkabel mit SMA-Anschliissen zur Ubertra-
gung des Messsignals

- Zweiadriges Kupferkabel in Twisted-Pair-Ausfiihrung zur Span-
nungsversorgung (+24 V) der Detektorelektronik (+12 V bei Ex-
geeigneten Instrumenten)

¢ Zusatzlich fur das Hybridkabel:

- Single-Mode-Glasfaserkabel, an beiden Seiten konfektioniert mit
E2000-Steckverbindern zur Ubertragung des Laserlichts

* Robuster Kabelmantel zur Verlegung in offenen Kabelkanélen
oder Kanalsystemen

¢ Material der Ummantelung: 6lbestédndiges Polyurethan
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l Aufbau (Fortsetzung)

Anschlisse des Hybridkabels
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lFunktion

Funktionsprinzip
LDS 6 ist ein Gasanalysengerat, das nach dem Prinzip der hochauflo-

senden Molekilabsorptionsspektroskopie arbeitet. Hierbei erzeugt ein

Diodenlaser Laserlicht im nahen Infrarotbereich, das durch das Pro-

zessgas gestrahlt und vom Detektor empfangen wird. Die Wellenldnge
des Laserlichts ist auf eine spezifische Absorptionslinie des zu messen-

den Gases abgestimmt. Der Laser tastet diese einzelne Absorptionsli-

nie mit sehr hoher spektraler Auflésung kontinuierlich ab. Das Er-
gebnis ist eine vollstandig aufgeldste einzelne Molekdllinie, die auf
Absorptionsstdrke und Linienform analysiert wird. Der Einfluss von
Querempfindlichkeiten auf die Messung ist vernachldssigbar, da
das quasi monochromatische Laserlicht im abgetasteten Spektral-
bereich sehr selektiv nur von einer spezifischen Molekularlinie ab-
sorbiert wird.
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Schematischer Aufbau des LDS 6

Konfigurationsbeispiele:

Das in situ messende Analysenverfahren ist dadurch gekennzeichnet,
dass die physikalische Messung direkt im Prozessgasstrom und zu-
meist auch direkt in der eigentlichen Prozessgasleitung stattfindet.
Samtliche Prozessparameter wie Gasmatrix, Druck, Temperatur,

Feuchte, Staubbeladung, Stromungsgeschwindigkeit und Einbausitua-

tion kdnnen die Messeigenschaften des LDS 6 beeinflussen und ms-
sen daher bei jeder neuen Applikation systematisch untersucht wer-
den.

Die im Bestellschema des LDS 6 definierten Standardapplikationen
zeichnen sich dadurch aus, dass die typischen Prozessbedingungen
hinlanglich bekannt, dokumentiert und die zugesicherten Messei-
genschaften durch Referenzinstallationen belegt sind. Sollten Sie
Ihre Applikation nicht innerhalb der Standardapplikationen wieder-
finden, setzten Sie sich bitte mit Siemens in Verbindung. Wir priifen
die Einsatzmdglichkeiten des LDS 6 gerne individuell fiir Sie. Einen
Applikationsfragebogen finden Sie im Internet auf den LDS 6-Pro-
duktseiten:

http://lwww.siemens.delinsitufragebogen
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l Funktion (Fortsetzung)

Zentraleinheit
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Sender

Hybridkabel

Prozessflansch

Gaskonzentration
Rauchgaszu-
sammensetzung
Wasserdampf
Staublast
Gasgeschwindigkeit
Gastemperatur
Gasdruck

Empfanger

Messweg-
lange

Sensorverbindungskabel

=== Zusatzkanal (Option)
=== Zusatzkanal (Option)

Typische Durchlichtmessanordung des LDS 6, in situ

Zur Vermeidung von Verschmutzungen der prozessseitigen Optik wer-
den saubere gasformige Spilmedien wie Instrumentenluft, N, oder
Dampf eingesetzt. Spilluftfiihrungsrohre an den Optikgehdusen, die
leicht in den Prozessgasstrom eintauchen, definieren die effektive
Messpfadlange.

Das LDS 6 kann sowohl quer als auch langs der Stromungsrichtung
des Prozessgases messen. In bestimmten Fallen kénnen es die Pro-

Zentraleinheit

l Hybridkabel

=== Zusatzkanal (Option)
= = =Zusatzkanal (Option)

Typische Durchlicht-Messanordung des LDS 6, im Bypass

Per Sonderapplikation ist fiir das LDS 6 eine Durchflussmesszelle ver-
fligbar, die speziell fiir die Verwendung mit dem LDS 6 und seinen Op-
tikgehausen hinsichtlich Handhabung und Messleistung optimiert
wurde. Sie wurde flr die Reduzierung von Oberflacheneffekten konzi-

Zentraleinheit

l Hybridkabel

=== Zusatzkanal (Option)

zessbedingungen notwendig machen, den Probengasstrom in einer
Bypassleitung hinsichtlich der Prozesstemperatur, des Drucks
und/oder der optischen Pfadlange zu konditionieren. Eine weitere
Einflussnahme auf das Prozessgas, wie eine Trocknung oder eine
Staubabscheidung, ist in der Regel nicht erforderlich.
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___Temperatur-
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s 8
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piert und ist daher optimal fiir polare Gase wie Ammoniak geeig-
net. Diese Durchflusszelle ist in einer beheizten und in einer unbe-
heizten Version verfligbar. Es stehen Versionen zur Montage auf
fahrbaren Gestellen und zur Wandmontage zur Verfligung.

Sender

= = =Zusatzkanal (Option)
Messkonfiguration des LDS 6 mit der beheizten Durchflussmesszelle

Allgemeines

LDS 6 ist Uiber Faseroptik mit den Messstellen verbunden. Das Laser-
licht wird durch eine Single-Mode-Faser von der Zentraleinheit an die
Transmittereinheit des In situ-Optikgehduses geleitet. Das Optikge-
hause beinhaltet einen Transmitter und einen Empfanger. Der Ab-
stand zwischen diesen beiden Einheiten legt den Messweg fest. Im
Empfanger wird das Licht auf einen geeigneten Detektor gelenkt. An-
schlieBend wird das Detektorsignal in ein optisches Signal umgewan-

= Heizung
2 *_— (Option)
w =
> £
e ®©
z 2
2 g —= —O0—
2 é Pumpe
5 &
2 =
[
(2]
Empfanger

delt und tiber eine zweite optische Faser an die Zentraleinheit liber-
tragen, wo anhand des festgestellten Absorptionssignals die Kon-
zentration der Gaskomponente berechnet wird.

In der Regel misst LDS 6 eine einzelne Gaskomponente an Hand des
Absorptionsvermdgens einer einzelnen spektral voll aufgeldsten
Molekilabsorptionslinie. Die Absorption entsteht durch Umwand-
lung der Strahlungsenergie des Laserlichts in innere Energie des
Molekiils.
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In einigen spezifischen Fallen kdnnen auch zwei Komponenten gleich-

zeitig gemessen werden, wenn ihre Absorptionslinien so eng beiein-
ander liegen, dass sie im vom Laser dargestellten Spektrum in einer

ot
0,9f
0,8} H,0 15%
0,71
0,6
0,5f
0,4}
0,3}
0,2}
0,1

NH, 5 ppm

einzelnen Abtastung erkannt werden kénnen (z. B. Wasser (H,0)
und Ammoniak (NH3)).

—

0,0 :
1,643 1,5435

Absorptionsspektren von Wasser und Ammoniak

Typische mit dem LDS 6 messbare Kombinationen sind:

* Fluorwasserstoff (HF) + Wasser
* Chlorwasserstoff (HCl) + Wasser
* Ammoniak (NHs) + Wasser

* Wasserdampf (H,0)

* Kohlenmonoxid (CO)

* Kohlendioxid (CO;)

Absorptionslinie

Laserlinie

1544 15445 1,545 15455 1,546

*CO+CO;

Durch eine interne Referenzzelle, die in der Regel mit dem gemes-
senen Gas geflllt ist, wird die Stabilitdt des Spektrometers kontinu-
ierlich in einem Referenzkanal tiberpruft.

Dadurch ist die kontinuierliche Glltigkeit der Kalibration sicherge-
stellt, wodurch keinerlei externe Neukalibrierung mithilfe von in
Flaschen abgefiillten Priifgasen oder Referenzgaskiivetten erforder-
lich ist.

Typische Spektralbandbreite einer Absorptionslinie im Vergleich zur Bandbreite des Laserlichtes.

Einfliisse auf die Messung

Staubbeladung

Solange der Laserstrahl ein geeignetes Detektorsignal erzeugen kann,
hat die Staubbeladung in den Prozessgasen keinerlei Einfluss auf das
Ergebnis der Analyse. Durch Anwendung einer dynamischen Unter-
grund-Kompensation kdnnen die Messungen stérungsfrei und zuver-
ldssig durchgefiihrt werden. Unter guten Bedingungen kann das

LDS 6 Partikeldichten von bis zu 100 g/Nm3 (Wegstrecke 1 m) verar-
beiten. Wechselnde Staubbeladungen werden kompensiert, indem
der Laser die Gasabsorptionslinie und den aktuellen Untergrund ab-
tastet.

Der Einfluss hoher Staubbeladung ist komplex und héngt von der
Wegldnge und PartikelgréBe ab. Bei gréBerer Weglénge steigt die
optische Dampfung. Kleinere Partikel haben ebenfalls einen groBen
Einfluss auf die optische Ddmpfung. Bei einer Kombination aus ho-
her Staubbeladung, groBer Weglange und kleinen Partikeln sollte
der Siemens Technical Support kontaktiert werden.

Temperatur

Der Einfluss der Temperatur auf die Absorptionsstarke der Molekiil-
linie wird durch einen Korrekturfaktor kompensiert. Von einem ex-
ternen Temperatursensor kann ein analoges Temperatursignal an
das Gerat Uibertragen werden. Dieses Signal wird dazu verwendet,
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l Funktion (Fortsetzung)

den Einfluss der Temperatur auf die beobachtete Linienstarke zu korri-
gieren. Bei konstanten Temperaturen des Messgases kann alternativ
eine statische Korrektur mittels eines voreingestellten Wertes durch-
gefiihrt werden.

Bei hohen Prozessgastemperaturen, im Allgemeinen ab ca. 1 000 °C,
kann es zu einer merklichen breitbandigen IR-Abstrahlung von Gas
und Staub kommen oder es kénnen im Messweg gelegentlich Flam-
men auftreten. Zum Schutz des Detektors kann fiir ein O, messendes
LDS 6 ein zusatzlicher optischer Bandpassfilter vor den Detektor ge-
setzt werden, um eine Sattigung durch die starke Hintergrundstrah-
lung zu verhindern.

Druck

Der Einfluss des Drucks auf die Absorptionslinie, und damit auf die ge-
messene Konzentration, wird durch einen Korrekturfaktor kompen-
siert. Der Gasdruck beeinflusst die Linienform der molekularen Ab-
sorptionslinie. Von einem externen Drucksensor kann ein analoges
Drucksignal an das Gerat Gbertragen werden, um den Einfluss des
Drucks einschlieBlich des Dichteeffekts vollstandig auszugleichen.

Optische Wegldnge

Die vom LDS 6 analysierten Absorptionswerte sind typischerweise
klein. Entsprechend dem Lambert-Beer-Gesetz hdngt die Absorption
des Laserlichts u.a. von der optischen Weglange innerhalb des Gases
ab. Aus diesem Grund kann die Genauigkeit bei der Bestimmung der
effektiven optischen Wegldnge im Prozess die Gesamtgenauigkeit der
Messung beschranken.

Da die Optiken auf der Prozessseite normalerweise gespiilt werden
mussen, um sie Uber einen langen Zeitraum sauber zu halten, missen
die Dicke der Mischzone zwischen Spiilmedium und Prozessgas und
die Konzentrationsverteilung berticksichtigt werden. In einer typi-
schen In situ-Installation direkt in der Leitung und mit einem Weg von
einigen Metern Lange, kann der Einfluss des Spilgases auf die effekti-
ve Weglange auBer Acht gelassen werden.

Wegldnge und Staubbeladung beeinflussen sich gegenseitig: Je hoher
die Staubbeladung im Prozess ist, um so kiirzer ist die maximal mdégli-
che Weglange. Bei kurzen Weglangen im Bereich < 0.3 m kontaktieren
Sie bitte den Siemens Technical Support.

Wartungs- und Stérungsmeldungen

LDS 6 gibt tiber Relais verschiedene Warnungen aus:

* Wartung erforderlich (kein Einfluss auf den Messwert)

* Betriebsfehler (moglicher Einfluss auf den Messwert)

Hinweis

Die einzelnen Anforderungen an der jeweiligen Messstelle kdnnen die

Verwendung einer speziellen Ausriistung erforderlich machen. Fol-
gende Mdglichkeiten zur Anpassung der Sensoren bestehen:

* Verschiedene Spllmedien wie Instrumentenluft, Geblaseluft, Stick-
stoff oder Dampf

* Verschiedene Splilmdglichkeiten auf Prozess- und Optikgehduseseite
* Spezielle Materialien fiir Spilleitungen und/oder Flansche
¢ Kiihlung oder Beheizung der Optikgehduse

* Ex-sichere Optikgehdusekonfigurationen

Wichtige Merkmale
¢ Integrierte Kalibrationsjustage durch eingebaute Referenzzelle
¢ Keine nennenswerte langfristige Nullpunkt- und Bereichsdrift

* Dynamische Untergrund-Kompensation fiir wechselnde Staubbe-
ladungen

* Potenzialgetrennte Signalausgdnge, 4 bis 20 mA
¢ Einfache, mentigesteuerte Bedienung
* Einstellbare Zeitkonstanten (Ansprechzeit)

¢ Zwei Benutzerebenen mit individuellen Zugriffscodes zur Vermei-
dung von unerwiinschten oder unbefugten Eingriffen

¢ Betrieb gemaB NAMUR-Empfehlungen
* Uberwachung der gesamten optischen Signaliibertragung
* Vorbeugende Fernwartung und Service liber Ethernet/Modem

* Direkter Austausch der Zentraleinheit dank einfach abziehbarer
Anschliisse

* Optikgehause und Gehduse der Zentraleinheit verschleiB- und
korrosionsfrei

¢ Einfache Bedienung tiber numerische Tastatur und Menubefehle

Zertifizierte Ausfiihrungen zur Emissionsiiberwachung

Das LDS 6 ist als zertifiziertes Gerat zur Emissionsiiberwachung flir
NHs, NHs/H,0, H,0, HCl, HCI/H,0O erhdltlich. Die Zertifikate werden
fiir Deutschland vom TUV und fiir GroBbritannien von MCERTS aus-
gestellt. Um regelmaBige Kalibrierungen und Linearitatspriifungen
vor Ort durchzufiihren, sollten Test-Kits fiir Ammoniak, Wasser und
HCl verwendet werden. Diese Kits kdnnen gesondert als Gerdtezu-
behor bestellt werden. Bei Neubestellungen von Analysengeraten
mussen die NHs-, NH3/H,0- und H,0-Kits mit der Bezeichnung "Ver-
sion 2" bestellt werden. Bei bereits installierten Analysegeraten
wenden Sie sich bitte an den Siemens Technical Support. Dort
nennt man lhnen gerne die korrekte Kit-Version fiir Ihr Gerat. Alter-
nativ kdnnen Sie diese Information auch im Handbuch zum Gerét
nachschlagen.

Kalibrierungsverifizierung

Vorrichtung mit zertifizierter wartungsfreier Testgasklvette mit An-
schliissen fiir Laser-Lichtwellenleiter und Detektorbaugruppe des
Optikgehduses. Diese dient zur schnellen Verifizierung der Werkska-
librierung im Feld ohne Flaschengase und Durchflusskiivette.

Fiir folgende Messgase werden Kalibrationsprifkits angeboten: O,,
NHs, CO, CO,, COICO;,.

Siemens AP 01 - 2024  [ZAGAI
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Beispiel einer Vorrichtung zur Kalibrierungsverifizierung
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

19"-Zentraleinheit

lAuswahI- und Bestelldaten

Filteroptimierung

Artikel-Nr.

In-situ-Gasanalysengerdat LDS 6 7MB6121- e ©¢ ¢ 0 o - 0O o o o
19"-Einschub zum Einbau in Analysenschrénke
Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Nicht verfiigbare Kombinationen werden in PIA Life Cycle Portal als ,unzuldssig” angezeigt.
Ex-Schutz"
Ohne, fiir Anschluss an Ex-Optikgehause nicht geeignet 0
Ohne, fiir Anschluss an Ex-Optikgehduse gem. Il 1 G Exia op is IIC T4 Ga, Il 1 D Ex ia op is IIC T135 °C Da geeignet 1
Messkomponente Moglich mit Applikationskennbuchstabe des

jeweiligen Kanals
NH3 A EFLT C
NHs/H,0 AEFLT D
HCI A HT E
HCI/H,0 A HT F
HF A H G
HFIH,0O A H H
co C, D J
COICO, D K
CO, A L
H,0 AT M
Applikationskennbuchstabe der Applikationsbeispiele Kanal 1 2
Messkomponente Kanal 1
A Emissionsiiberwachung, unzertifiziert A
C Sicherheitsiiberwachung bei geeignetem Anlagenkonzept C
D Prozess-Steuerung D
E SNCR-DeNOx E
F SCR-DeNOx F
H H
L L

Automotive, geeignet zum Betrieb gemaB
Verordnung 595/2009/EC vom 18.06.2009 (EURO VI)

T Emissionsmessung, Gerateausfiihrung gemaB T
QAL1-Zertifizierung nach EN 14181 und EN 15267.
Achtung: nur in Kombination mit Messkomponente
Ausfiihrung C, D, M, E und F
(NHs, NHs/H,0, H,0, HCl, HCI/H,0).

CD 6-Optikgehdusejustierwerkzeug

Mit 0

Ohne 1
Applikationskennbuchstabe der Applikationsbeispiele Kanal 2 2

Messkomponente Kanal 2

A Emissionsiiberwachung, unzertifiziert A
C Sicherheitsiiberwachung bei geeignetem Anlagenkonzept C
D Prozess-Steuerung D
E SNCR-DeNOx E
7 SCR-DeNOx [F
H Filteroptimierung H
L Automotive, geeignet zum Betrieb gemaB L

Verordnung 595/2009/EC vom 18.06.2009 (EURO VI)

T Emissionsmessung, Gerateausfiihrung gemaB T
QAL1-Zertifizierung nach EN 14181 und EN 15267.
Achtung: nur in Kombination mit Messkomponente
Ausfihrung C, D, M, Eund F
(NHs, NH3/H0, H,0, HCl, HCI/H,0).

X Kanal 2 nicht belegt X
Applikationskennbuchstabe der Messkomponente Applikationsbeispiele Kanal 3 »
Kanal 3 Externe DC 24 V-Spannungsversorgung im Lieferumfang

enthalten

A Emissionsiiberwachung, unzertifiziert A
C Sicherheitsiiberwachung bei geeignetem Anlagenkonzept C
D Prozess-Steuerung D
E SNCR-DeNOx E
H SCR-DeNOx F

Siemens AP 012024 [IZARE]
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

19"-Zentraleinheit

lAuswahI- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Artikel-Nr.
In-situ-Gasanalysengerdt LDS 6 7MB6121- e ¢ e 0 o - 0o o o
19"-Einschub zum Einbau in Analysenschrénke
H Filteroptimierung H
L Automotive, geeignet zum Betrieb gemaB L
Verordnung 595/2009/EC vom 18.06.2009 (EURO VI)
T Emissionsmessung, Gerateausfiihrung gemaB T
QAL1-Zertifizierung nach EN 14181 und EN 15267.
Achtung: nur in Kombination mit Messkomponente
Ausfiihrung C, D, M, E und F
(NHs, NH5/H,0, H,0, HCl, HCI/H,0).
X Kanal 3 nicht belegt X
Sprache der Bediensoftware (voreingestellt)
Deutsch 0
Englisch 1
Franzésisch 2
Spanisch 3
Italienisch 4

1

Bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb des in-situ-Laserspektrometers LDS 6 bzw. des Optikgehduses CD 6 in gefdhrdeten Umgebungen ist auf eine vollstan-
dige und konsistente Implementierung des Sicherheitskonzepts durch den Anlagenbetreiber zu achten.

Die dargestellten Beispiele geben Anwendungsmaglichkeiten wieder, bei denen entsprechend konfigurierte LDS 6-Lésungen zum Einsatz kommen kdnnen. Fiir
die entsprechenden Rahmenbedingungen (Anlagenkonzept, ggf. mit Redundanzen, Verwendung geeigneter zusétzlich notwendiger Komponenten, Erfiillung
maoglicher Auflagen, etc.) ist der Anwender verantwortlich. Es ist nur mdglich, gleiche Applikationen fiir mehrere Kandle zu konfigurieren. Bitte kontaktieren Sie
bei Bedarf Siemens fiir eine Sonderapplikation (vgl. "Auswahl- und Bestelldaten" unter "SITRANS SL (in-situ O2-Gasanalysator)").

2

Optionen Kurzangabe Zusatzgerate Artikel-Nr.
Artikel-Nr. mit "-Z" ergdnzen und Kurzan- TUVIMCERTS-Linearitétspriifsatz H,0 (nur A5E00823339007
gaben hinzufiigen. flir HCI/H,0-Analysatoren), 5 Zellen
Einstellungen TUVIMCERTS-Linearitatspriifsatz H,O (nur A5E00823339002
Teleskopschienen (2 Stiick) A31 fiir NH3/H,0-Analysatoren) (Version 1),

5 Zellen
Satz Torx-Werkzeuge 232 TUVIMCERTS-Linearititspriifsatz H,O (nur ASE00823339012
Sonderapplikationen R10... R39 fiir NH3/H,0-Analysatoren) (Version 2),

5 Zellen
TAG-Label, kundenspezifische Beschrif- Y30 TUVIMCERTS-Linearitatspriifsatz HCI, A5E00823339006
tung 5 Zellen
Zusatzschild Sonderapplikation Ve TUVIMCERTS-Linearitétspriifsatz NHs A5E00823339001
Hardwareédnderung Y33 (\{ersmn 1),5 ?ellerT

TUVIMCERTS-Linearitdtspriifsatz NH3 A5E00823339011

(Version 2), 5 Zellen
Zusatzgerate Artikel-Nr. Linearitatspriifsatz NHz (Version 2), A5E03693426

10 Zellen?
Optischer Bandpassfilter zur Infrarot-Hin- A5E00534668 P e o . :
tergrundstrahlungsreduzierung (Flam- Kalibrationsprufkit fiir O, (nur fiir Appli-  ASE01143755001
menfilter) kationskennbuchstabe AA, AC und AD)
Externe Spannungsversorgung fiir Hy- ~ A5E00854188 Kalibrationspriifkit fiir CO A5E01143755003
bridkabel mit einer Lénge von > 500 m Kalibrationspriifkit CO, A5E01143755004
Kalibrierprufkits NH; (Version 2) A5E01075594 Kalibrationspriifkit fiir COICO, A5E01143755006
TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits NH3 (Versi- A5E00823339013 1

Die dargestellten Beispiele geben Anwendungsmadglichkeiten wieder, bei

on 2), 2 Zellen denen entsprechend konfigurierte LDS 6-Lésungen zum Einsatz kommen

TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits NH3/H,O ~ A5E00823339014 kénnen. Fir die entsprechenden Rahmenbedingungen (Anlagenkonzept,
(Version 2), 3 Zellen ggf. mit Redundanzen, Verwendung geeigneter zusatzlich notwendiger
TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits H,0 (Versi- AS5E00823339015 Komponenten, Erflillung méglicher Auflagen, etc.) ist der Anwender ver-
on 2), 2 Zellen 2 antwortlich. Es ist nur méglich, gleiche Applikationen fiir mehrere Kanéle

o ) _ zu konfigurieren. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf Siemens fiir eine Sonde-
Kalibrierprufkits fir NHs (Version 1) AS5E00534675 rapplikation (vgl. "Auswahl- und Bestelldaten" unter "SITRANS SL (in-situ
TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits NHs (Versi-  A5E00823339003 O2-Gasanalysator)").

N

In Kombination mit der CL/IDL LDS 6 Applikation geeignet zum Einsatz zur

on 1), 2 Zellen A
Messung von NH3 gemaB den Anforderungen der Verordnung Nummer

TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits NH/H,0  ASE00823339004 595/2009/EC "Implementing regulations on type-approval of motor vehic-
(Version 1), 3 Zellen les and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (EU-
TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits H,0 (Versi- A5E00823339005 RO VI)" vom 18. Juni 2009 und deren Verordnung zur Durchfiihrung Num-
on 1), 2 Zellen mer 582/2011/EC vom 25. Mai 2011 der Kommission der Europdischen

- oo o Gemeinschaft.
TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits HCI, 2 Zel- A5E00823339008
len

. Weiteres Zubehér
TUVIMCERTS-Kalibrierpriifkits HCI/H,0, A5E00823339009 . o L
3 Zellen Mehr Zubehor und Ersatzteile finden Sie in unserem Produkt-Selek-

tor PIA Life Cycle Portal: www.pia-portal.automation.siemens.com
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00823339009
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00823339012
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00823339006
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00823339001
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00823339011
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E03693426
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01143755001
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01143755003
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01143755004
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01143755006
http://www.pia-portal.automation.siemens.com
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

19"-Zentraleinheit

l Technische Daten

lTechnische Daten (Fortsetzung)

LDS 6, 19"-Zentraleinheit
Analysenleistung

LDS 6, 19"-Zentraleinheit

Elektrische Ein- und Ausgénge

Messbereich

Nachweisgrenze (NWG):

Berechnet nach VDI 2449, gemessen auf
jedem ausgelieferten Analysegerat wahrend
des Temperaturtests (zwischen 5 ... 45 °C)
gemaB VDI 4203.

Kleinster empfohlener Messbereich (bei 1 m
Wegldnge)

Die maximal anwendbaren Messbereiche
kénnen in der Tabelle fiir Stan-
dardanwendungen nachgelesen werden.
Diese Messbereiche konnen nur
angewendet werden, wenn es die individuel-
len Prozessbedingungen zulassen. Bitte
wenden Sie sich hinsichtlich der
Anwendbarkeit an den Technical Support
von Siemens.

Genauigkeit

Linearitat
Wiederholgenauigkeit

Kalibrationsintervall

Je nach Messgaskomponente: siehe Tabelle
fuir Standardanwendungen.

Je nach Messgaskomponente: siehe Tabelle
fir Standardanwendungen.
Fiir Applikationskennbuchstabe ET und FT:

gemaB Anforderungen 17. und 27. BImSchV.

Je nach Messgaskomponente: siehe Tabelle
flr Standardanwendungen.

2% 15 %, je nach Messgaskomponente und
Applikationskennbuchstabe. Bestenfalls:
Nachweisgrenze. Siehe Tabelle fiir
Standardanwendungen.

Fir Applikationskennbuchstabe ET und FT:
gemaB Anforderungen 17. und 27. BImSchV

Besser als 1 %

2 % des Messwertes oder gleich der
Nachweisgrenze (je nachdem, welcher Wert
groBer ist)

Fiir Applikationskennbuchstabe ET und FT:
gemaB Anforderungen 17. und 27. BImSchV

Keine Rekalibration aufgrund interner
Referenzkiivette erforderlich

Anzahl Messkandle
Analogausgang

Analogeingdnge
Digitalausgange

Digitaleingange

Kommunikationsschnittstelle

1... 3, optional

2 pro Kanal, 4 ... 20 mA, potenzialfrei,
ohmscher Widerstand max. 750 Q

2 pro Kanal, ausgelegt fiir 4 ... 20 mA, 50 Q

6 pro Kanal, mit Wechslerkontakten,
konfigurierbar, AC/IDC 24 VI1 A, potenzialfrei

6 pro Kanal, ausgelegt fiir 24 V,
potenzialfrei, konfigurierbar

Ethernet 10BaseT (RJ 45)

Allgemeines
Einheiten fiir Konzentration
Display

Laser-Schutzklasse
Zertifizierungen

ppmv, Vol%, mg/Nm?3

Digitale Anzeige der Konzentration
(5 Ziffern mit Gleitkommadarstellung)

Klasse 1, keine Gefahr fiir die Augen
CE-Kennzeichen, TOV, MCERTS

Aufbau, Gehduse
Schutzklasse
Abmessungen
Gewicht

Montage

IP20 gemé&B EN 60529
177 x 440 x 380 mm
Ca.13 kg

Horizontal

Elektrische Merkmale

Spannungsversorgung

Stromverbrauch
EMV

Elektrische Sicherheit
Technische Daten der Sicherungen

AC 100 ... 240V, 50 ... 60 Hz, automatische
Anpassung durch das System, bei einer
3-Kanal-Zentraleinheit ist ein zusatzliches
externes Netzteil DC +24 V, 50 VA im
Lieferumfang enthalten

50 W

GemaB EN 61326 und
Standardklassifizierung der NAMUR NE21

GemaB EN 61010-1, Uberspannungsklasse 1]
100 ... 240 V: T2.5L250V

Zeitverhalten

Aufwdrmzeit bei 20 °C
Umgebungstemperatur

Ansprechzeit
Integrationszeit

Ca. 15 min

Minimal 1 s, je nach Anwendung
1...100 s, einstellbar

EinflussgroBen
Umgebungstemperatur
Umgebungsdruck
Prozessgasdruckkompensation
Prozessgastemperaturkompensation
Prozessgasdruckbereich
Anderungen Spannungsversorgung

< 0,5 %/10 K des Messwertes
Vernachldssigbar

Empfohlen

Empfohlen

Siehe Tabelle fiir Standardanwendungen
<1%/30V

Klimatische Bedingungen
Temperaturbereich

Umgebungsdruck
Feuchte

5...45°Cim Betrieb, -40 ... +70 °C bei
Transport und Lagerung

800 ... 1 200 hPa

< 85 % relative Feuchte , tiber Taupunkt (im
Betrieb und bei Lagerung)

1 Fir 7MB6121-xKD00-0xxx entspricht die Genauigkeit der intrinsic uncer-

tainty nach IEC 61207
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

19"-Zentraleinheit

l Schaltplane

Stecker SUB-D 15F

GND

Analogausgang 2-P Analogausgange: Komponente 2
Analogausgang 2-N potenzialfrei (falls vorhanden)
Analogausgang 1-P (auch gegeneinander),

Analogausgang 1-N R <750 Q } Komponente 1
NC

GND

Analogeingang 2-P Druckkorrektur

Analogeingang 2-N Druckkorrektur Potenzialgebundene
Analogeingang 1-P Temperaturkorrektur [ Analogeingénge
Analogeingang 1-N Temperaturkorrektur (50 Q)
Binareingang 6-P

Binareingang 5-P Potenzialfrei Giber Opto-Potenzialtrenner
Bindreingdnge 5 bis6-N  "0"=0V (0...4,5V)

GND ""=24V(13...33V)

GND
Bindreingang
Bindreingang

4-

3- Potenzialfrei Uber Optokoppler
Bindreingang 2-

1-

1

"0"=0V(0..45V)

P
P
P
P “”=24V (13 ...33V)

Binareingang
Binareingang

bis 4

Relais 6 3\

Relais 5

Relais 4

fur dargestellte
> Relaiskontaktstellung

Relais 3 ist Relais stromlos
Relais 2
Relais 1 ) Kontaktbelastung
@_ max. 24 V/1 A, AC/DC
GND 1Ip———— GND

LDS 6, 19"-Zentraleinheit, Stiftbelegung

Siemens AP 01 - 2024 (ALY
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

"-Zentraleinheit

l Weitere Info

In den folgenden Tabellen sind die Messbedingungen flr Standard- Nachweisgrenze angegebenen Werte und der maximale Messbe-
applikationen aufgefihrt. Bei den fiir Messbereich und Nachweisgren- reich auf eine Weglange von 1 m beziehen. GroBere Wegldangen

ze (NWG) angegebenen Werten handelt es sich nur um Richtwerte. verbessern zwar die Nachweisgrenze, allerdings nicht linear. Grund
Die exakten Werte an der jeweiligen Messstelle ergeben sich aus der hierfir sind einschrankende Effekte wie z. B. die Staubbeladung.
Summe aller beeinflussenden Parameter und kénnen individuell von Die maximal anwendbaren Bereiche kénnen nur dann realisiert
Siemens ermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass sich die flr die werden, wenn die Prozessbedingungen (z. B. die Staubbeladung)

dies zulassen.

Standardanwendung Prozessgas- Prozessgas- Min. Max. Max. NWG x NWG x Genauig-
Effektive optische temperatur druck MessbereichMessbereich Messbe- Wegldnge Weglidnge keit?
Weglénge: 0,3 ... 12 m Tmin -« Tmax  Pmin - Pmax (bei 1T m (u. a. von reich x (bei (bei
Staubbeladung?: effektiver effektiver Weglédnge Standard- 1013 hPa
<50 g/Nm3 optischer  optischer Weg- bedingun- mit
Wegldnge) ldnge gen” ohne Querein-
abhangig: Querein-  fluss von
siehe flisse von Gas 2)
nachfolgende anderen
Spalte) Gasen)
Gas 1 Gas 2 Gas- Appl.- Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1
code code
NH; C A 0..150°C 950 ... 1 050 hPa 0...25 ppmv 0... 500 ppmv 2 500 ppmv*m 0,5 ppmv*m 0,9 ppmv*m 2%
bei 15 Vol.-% H,
0, 55°C
79 0...200°C 950 ... 1 050 hPa 0...25 ppmv 0 ... 500 ppmv 2500 ppmv*m 0,5 ppmv*m 0,9 ppmv*m 2%
bei 15 Vol.-% H,
0, 55°C
E 250 ... 350 °C 950 ... 1 050 hPa 0..45ppmv  0...500 ppmv 2500 ppmv*m 0,9 ppmv*m  14ppmvm 2%
bei 250 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 250°C
F 300 ... 400 °C 950 ... 1 050 hPa 0...50 ppmv 0 ... 500 ppmv 2 500 ppmv*m 1 ppmv*m 1,5 ppmv*m 2%
bei 300 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 300°C
LY 0 ... 400 °C 920 ...1 120 hPa 0...15 ppmv 0 ... 500 ppmv 2 500 ppmv*m 0,5 ppmv*m 1,4 ppmv*m 2%
bei 15 Vol.-% H,
0, 250 °C
NH; H,0 D A 0..150°C 950 ... 1 050 hPa 0...25 ppmv 0... 100 ppmv 1200 ppmv*m 0,5 ppmv*m 0,9 ppmv*m 2%
bei 15 Vol.-% H,
0, 55°C
T 0...200°C 950 ... 1 050 hPa 0... 25 ppmv 0... 100 ppmv 1200 ppmv*m 0,5 ppmv*m 0,9 ppmv*m 2%
bei 15 Vol.-% H,
0, 55°C
E 250...350°C 950 ... 1050 hPa 0...45 ppmv 0... 100 ppmv 1200 ppmv*m 0,9 ppmv*m 1,4 ppmv*m 2%
bei 250 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 250°C
F 300...400°C 950 ... 1050 hPa 0...50 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*m 1 ppmv*m 1,5 ppmv*m 2%
bei 300 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 300°C
[ 0 ... 400 °C> 920...1 120 hPa 0...15 ppmv 0... 100 ppmv 1200 ppmv*m 0,5 ppmv*m 1,4 ppmv*m 2%
bei 15 Vol.-% H,
0, 250°C
HCI E A 0...150°C 950 ... 1 050 hPa 0...30 ppmv 0... 6 000 ppmv 1200 ppmv*m 0,6 ppmv*m 2,2 ppmv*m 5 %
bei 15 % H,0,
55°C
T 120...210°C 950 ... 1 050 hPa 0...10 ppmv 0... 60 ppmv 720 ppmv*m
150 ... 250 °C 950 ... 1 050 hPa 0...50 ppmv 0... 6 000 ppmv 1200 ppmv*m 1,0 ppmv*m 3,1 ppmv*m 5%
bei 150 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 150 °C
HCI H,0 F A 0...150°C 950 ... 1 050 hPa 0...30 ppmv 0... 100 ppmv 1200 ppmv*m 0,6 ppmv*m 2,2 ppmv*m 5%
bei 15 % H,0,
55°C
T 120...210°C 950 ... 1 050 hPa 0...10 ppmv 0... 60 ppmv 720 ppmv*m
150 ... 250 °C 950 ... 1 050 hPa 0...50 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*m 1,0 ppmv*m 3,1 ppmv*m 5%
bei 150 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 150 °C

7 Alle technischen Daten gelten fiir eine optische Wegstrecke von 1 m in einer Stickstoffatmosphére unter Standardbedingungen 25 °C (bzw. Tpin) und

1013 hPa. Die effektive Nachweisgrenze, der Messbereich und die Genauigkeit konnen durch Prozessparameter wie Druck, Temperatur und Gaszusammenset-
zung beeinflusst werden. Nicht alle Kombinationen aus maximalem Druck und Temperatur lassen sich mit den minimalen Messbereichen realisieren. Weichen
die Prozessbedingungen von den Spezifikationen der Standardapplikationen ab, sind auf Anfrage auch Sonderapplikationen méglich.

Fiillen Sie zur Anfrage bitte den Applikationsfragebogen aus, der unter www.siemens.de/insitufragebogen im Internet zu finden ist.

Bei 0,3 m effektiver optischer Weglange, mittlerer Durchmesser der Staubpartikel: 15 um, spezifisches Gewicht der Staubpartikel: 650 kg/m3.

Mindestens: Nachweisgrenze.

Geeignet zum Einsatz zur Messung von NH; gemaB den Anforderungen der Verordnung Nummer 595/2009/EC "Implementing regulations on type-approval of
motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (EURO VI)" vom 18. Juni 2009 und deren Verordnung zur Durchfiihrung Num-
mer 582/2011/EC vom 25. Mai 2011 der Kommission der Europdischen Gemeinschaft.

Das Gerat ist auch oberhalb von 400 °C bis 1 000 °C arbeitsfahig. Wegen des Zerfalls von NH; bei hdheren Temperaturen kann in diesen Bereichen keine Spezi-
fikation angegeben werden.

2
3
4

)
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6 Im Temperaturbereich von 150 bis 200 °C werden nur die gemaB EN 15267 QAL1 spezifizierten Anforderungen erfillt.

Standardanwendung Min. Max. Max. NWG x NWG x Genauig- Spiilgas-modus Spiilgas-
Effektive optische MessbereichMessbereich Messbe- Wegldnge Wegliange keit® medium
Wegldnge: 0,3 ... 12 m (bei 1T m (in der Praxis reich x (bei (bei
Staubbeladung?®: effektiver u. a.von Wegldange Standard- 1013 hPa
<50 g/Nm3 optischer  effektiver bedin- mit Quer-
Wegliange) optischer Weg- gungen® 2 einfluss
lange ) von Gas 1)
abhdngig:
siehe
nachfolgende
Spalte)
Gas 1 Gas 2 Gas- Appl.-Gas 2 Gas 2 Gas 2 Gas 2 Gas 2 Gas 2 Standard Optional
code code
NH; C A C G Luft
T C G Luft
E E G Luft
F E G Luft
L C D Luft
NH; H,0 D A 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 240 Vol.-%*m 0,1Vol-%*m 0,1Vol.-%*m 5% C G Luft
T 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 240 Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m  0,1Vol.-%*m 5% C G Luft
E 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 240 Vol.-%*m 0,1Vol-%*m 0,1Vol.-%*m 5% E G Luft
bei 250 °C bei 250 °C
F 0...5Vol.-% 0...30Vol.-% 240 Vol.-%*m 0,1Vol-%*m 0,1Vol.-%*m 5% E G Luft
bei 300 °C bei 300 °C
L 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 250 Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m 5% C D Luft
bei 250 °C bei 250 °C
HCl E A C G Luft
T C G Luft
H E G Luft
HCl H0 F A 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 360 Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m 5% C G Luft
T 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 360 Vol.-%*m C G Luft
H 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 360 Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m 0,1Vol.-%*m 5% E G Luft

bei 150 °C bei 150 °C

1 Bei20°C, 1013 hPa.

2> Wenn die kleinste zuldssige Prozessgastemperatur der Applikation Tn, > 20 °C sein sollte, bezieht sich die NWG auf T, und Standarddruck (1 013 hPa).
3) Bei 0,3 m optischer Wegldnge, mittlerer Durchmesser der Staubpartikel: 15 um, spezifisches Gewicht der Staubpartikel: 650 kg/m3.

4 Mindestens: Nachweisgrenze.

Standardanwendung Prozessgas- Prozessgas- Min. Max. Max. NWG x NWG x Genauig-
Effektive optische temperatur druck MessbereichMessbereich  Messbe- Weglange Wegldange keit®
Weglénge: 0,3 ... 12 m Tmin - Tmax Pmin - Pmax (bei 1T m (u. a. von reich x (bei (bei
Staubbeladung?: effektiver effektiver Weglénge Standardbe-1 013 hPa
< 50 g/Nm3 optischer  optischer dingungen® mit Quer-
Wegldnge) Wegldnge einfluss
abhdngig: ohne Quer- von Gas 2)
siehe einfliisse
nachfolgende von
Spalte) anderen
Gasen)
Gas 1 Gas 2 Gas- Appl.- Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1
code code
HF G A 0...150°C 950 ... 1 050 hPa 0...5 ppmv 0...1500 ppmv 200 ppmv*m 0,1 ppmv*m 0,6 ppmv*m 5%
bei 15 Vol.-% H,
0, 55°C
H 150 ... 250 °C 950 ... 1 050 hPa 0..5ppmv 0... 1500 ppmv 200 ppmv*m 0,11 ppmv*m 0,6 ppmv*m 5 %
bei 150 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 150°C
HF H,0 H A 0...150°C 950 ... 1 050 hPa 0...5 ppmv 0 ... 200 ppmv 200 ppmv*m 0,1 ppmv*m 0,6 ppmv*m 5%
bei 15 Vol.-% H,
0, 55°C
H 150 ... 250 °C 950 ... 1 050 hPa 0...5 ppmv 0... 200 ppmv 200 ppmv*m 0,11 ppmv*m 0,6 ppmv*m 5 %
bei 150 °C bei 15 Vol.-% H,
0, 150 °C
co J C 0...600°C 950 ... 1 050 hPa 0..1,5Vol.-% 0..100 Vol.-% 40 Vol.-%*m 300 ppmv*m 1000 ppmv*m 2%
bei 50 Vol.-% CO
2, 20°C
co CO, K D 0...400°C 800 ... 1400 hPa 0...5Vol.-% 0... 100 Vol.-% 0...200 Vol.-%*m 0,1 Vol.-%*m 0,5 Vol.-% 2 %Y
bei 50 Vol.-% CO
2, 20°C
o, L A 0..150°C 950.... 1 050 hPa 0..7,5Vol.-% 0..100Vol.-% 40 Vol.-%*m 300 ppmv*m 2%
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Standardanwendung Prozessgas- Prozessgas- Min. Max. Max. NWG x NWG x Genauig-
Effektive optische temperatur druck MessbereichMessbereich Messbe- Weglinge Wegldnge keit?
Weglénge: 0,3 ... 12 m Tmin - Tmax Pmin - Pmax (bei 1T m (u. a. von reich x (bei (bei
Staubbeladung?: effektiver effektiver Weglénge Standardbe-1 013 hPa
< 50 g/Nm3 optischer  optischer dingungen® mit Quer-
Wegldnge) Wegldnge einfluss

abhdngig: ohne Quer- von Gas 2)

siehe einfliisse

nachfolgende von

Spalte) anderen

Gasen)
Gas 1 Gas 2 Gas- Appl.- Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1 Gas 1
code code
H,0 M A 0...150°C 950 ... 1 050 hPa 0...5Vol.-% 0...30Vol.-% 240 Vol.-%*m 0,1 Vol.-%*m 5%
e 0...200°C 950 ... 1 050 hPa 0..5Vol.-%  0..30Vol.-% 240 Vol.-%*m 0,1 Vol.-%*m 5%

7 Alle technischen Daten gelten fiir eine optische Wegstrecke von 1 m in einer Stickstoffatmosphére unter Standardbedingungen 25 °C (bzw. Tpn) und
1013 hPa. Die effektive Nachweisgrenze, der Messbereich und die Genauigkeit kdnnen durch Prozessparameter wie Druck, Temperatur und Gaszusammenset-
zung beeinflusst werden. Nicht alle Kombinationen aus maximalem Druck und Temperatur lassen sich mit den minimalen Messbereichen realisieren. Weichen
die Prozessbedingungen von den Spezifikationen der Standardapplikationen ab, sind auf Anfrage auch Sonderapplikationen méglich.
Fiillen Sie zur Anfrage bitte den Applikationsfragebogen aus, der unter www.siemens.de/insitufragebogen im Internet zu finden ist.

2) Bei 0,3 m effektiver optischer Weglange, mittlerer Durchmesser der Staubpartikel: 15 um, spezifisches Gewicht der Staubpartikel: 650 kg/m3.

3) Mindestens: Nachweisgrenze.

4 Die Genauigkeit entspricht der intrinsic uncertainty nach IEC 61207: 2 % von MW (0 ... 200 °C); 2,5 % von MW (0 ... 400 °C); bestenfalls 0,25 Vol.-%*m.

5 Im Temperaturbereich von 150 bis 200 °C werden nur die gemaB EN 15267 QAL1 spezifizierten Anforderungen erfllt.

Standardanwendung Min. Max. Max. NWG x NWG x Genauig- Spiilgasmodus Spiilgas-
Effektive optische MessbereichMessbereich Messbereich x Wegldnge Wegldnge keit® medium
Wegldnge: 0,3 ... 12 m (bei 1T m (in der Praxis Wegldnge (bei Stan- (bei
Staubbeladung?®: effektiver u. a.von dardbedin- 1 013 hPa
<50 g/Nm?3 optischer  effektiver gungen)? mit
Wegldnge) optischer 2) Querein-
Wegldnge fluss von
abhangig: Gas 1)
siehe
nachfolgende
Spalte)
Gas 1 Gas 2 Gas- Appl.- Gas 2 Gas 2 Gas 2 Gas 2 Gas 2 Gas 2 Standard Optional
code code
HF G A C G Luft
H E G Luft
HF H0 H A 0...5Vol.-% 0...30 Vol.-% 360 Vol.-%*m 0,1Vol-%*m 0,1 Vol.%*m 5% C G Luft
H 0...5Vol.-% 0...30Vol.-% 360 Vol.-%*m 300 ppmv*m 300 ppmv*m 5% E G Luft
bei 200 °C bei 200 °C
co J C E G Luft, N,
co co, K D 0..10Vol.%  0...100 Vol.-% 0...200 Vol.-%*m  0,2Vol.-%*m 1 Vol.-% bei 5 %5 C G Luft
50 Vol.-% CO,
20°C
CO, L A C G Luft
H,0 M A C G Luft
T C G Luft

7 Bei20°C, 1013 hPa

2 Wenn die kleinste zuldssige Prozessgastemperatur der Applikation Tmi, > 20 °C sein sollte, bezieht sich die NWG auf Tpi, und Standarddruck (1 013 hPa)
3) Bei 0,3 m optischer Wegldnge, mittlerer Durchmesser der Staubpartikel: 15 um, spezifisches Gewicht der Staubpartikel: 650 kg/m3

4 Mindestens: Nachweisgrenze

5 Die Genauigkeit entspricht der intrinsic uncertainty nach IEC 61207: 5 % von MW; bestenfalls 0,5 Vol.-%*m.

Sonderapplikationen * Fillen Sie zur Anfrage bitte den Applikationsfragebogen aus, der
Weichen die Prozessbedingungen von den Spezifikationen der Stan- unter http://www.siemens.delinsitufragebogen im Internet zu fin-
dardapplikationen ab, sind auf Anfrage auch Sonderapplikationen denist:

moglich.
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

Optikgehduse CD 6

l Ubersicht

Optikgehduse CD 6 und Kabel fiir Anwendungen in Nicht-Ex-ge-
fdhrdeten Bereichen

StandardmaBig besteht das Optikgehduse aus einer Transmitter- und
einer Empfangereinheit, die beide die gleichen Abmessungen aufwei-
sen. Die Transmittereinheit ist mit einem Anschluss fiir das Glasfaser-
kabel ausgestattet. Dieses Glasfaserkabel transportiert das Laserlicht.
Die Empfangereinheit enthdlt einen Fotodetektor und eine elektroni-
sche Flachbaugruppe und ist tiber ein Verbindungskabel mit der
Transmittereinheit verbunden.

Die Optikgehduse sind auf Flanschen montiert. Um Kondensation und
Staubablagerungen auf den Fenstern des Optikgehduses zu vermei-

den, werden diese in der Regel mit einem Splilgas, z. B. Instrumenten-

luft, bestromt. Die Besplilung ist applikationsabhdngig zu wéhlen. Die
Optikgehduse sind daher fiir die jeweilige Situation konfigurierbar.
Die Applikationsreferenztabelle enthalt Empfehlungen zur geeigneten
Besplilung in Standardapplikationen.

Moderate prozessseitige Bespiilung

Prozessseitige Besplilung mit erhéhtem Durchfluss

Durch Wegfall des Nadelventils. Diese Bespiilung wird gewahlt in Roh-

gasapplikationen mit erhdhten Partikel- und/oder Kondensatanteilen

Erhdhte prozessseitige Besplilung

Prozessseitige Besplilung mit hohem Durchfluss

Durch den Einsatz von Spiilluftgebldsen oder trockenem Prozess-
dampf. Anschlussstlicke mit Schlauchadapter sind im Lieferumfang
enthalten. Wird zur Bespiilung Dampf oder Instrumentenluft mit ho-
hem Durchfluss verwendet, muss ein zusatzlicher Swagelok-Adapter
bestellt werden (Option A27). Diese Bespiilart wird gewahlt in Rohga-
sapplikationen mit sehr hohen Partikel- und/oder Kondensatanteilen

Wenn eine Komponente gemessen werden soll, die wie im Fall von
Sauerstoff oder Feuchte auch im Spiilmedium in messbaren Men-
gen vorhanden ist, missen inerte Spiilgase wie Stickstoff, tiberhitz-
ter Prozessdampf oder dhnliches verwendet werden. In diesem Fall
ist es zumeist auch notwendig, die Optikgehduse zu bespiilen, da
auch hier die Umgebungsluft aus dem Strahlengang des Lasers ver-
drangt werden muss. Daher wird stets zwischen prozessseitiger Be-
splilung und Besptilung der Optikgehduse unterschieden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Konfigurationen der Optikge-
hduse vorgestellt:

Prozessseitige Besplilung mit moderatem Durchfluss

Wird gewabhlt, z. B. in Reingasapplikationen, Emissionsiiberwa-
chung, Inertisierungsiiberwachung. Der Spllgasdurchfluss ist mit-
tels Nadelventil (im Lieferumfang enthalten) an jedem Optikgehdu-
se zwischen 0 und ca. 120 I/min einstellbar.

sowie in ungereinigten Rauchgasen in Verbrennungsanlagen. Der
Splilgasdurchfluss stellt sich je nach Vordruck des Spiilmediums an
jedem Optikgehduse typischerweise zwischen 200 und 500 I/min
ein.

wie z. B. in Feuerrdumen von Verbrennungsanlagen. Wenn keine
Instrumentenluftversorgung zur Verfligung steht, ist die Gebldse-
splilung auch in Anwendungen mit geringeren Anspriichen eine Al-
ternative fiir die Bespiilung. Prozessseitig kann trockener Dampf an-
stelle von Stickstoff als inertes Spiilgas verwendet werden (Tmax.
240°C). Der Spilgasdurchfluss stellt sich je nach Spilluftgebldse
oder Dampfdruck an jedem Optikgehduse zwischen 500 und
<1000 l/min ein.
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l Ubersicht (Fortsetzung)

Hohe prozessseitige Besplilung, mit Schlauchanschlussadapter

Besplilung des Optikgehduses

Ist mit jeder prozessseitigen Bespilungsart kombinierbar und wird im-
mer dann gewahlt, wenn ein Einfluss der Umgebungsluft auf die Mes-
sung ausgeschlossen werden soll. Die Volumina innerhalb des Optik-
gehauses werden dann kontinuierlich mit einem O,-freien Gas (im
Falle einer Feuchtemessung mit H,O-freiem Gas) besplilt.

Hinweis

In die Splilgasleitung darf kein Prozessgas strémen! Bei prozessseiti-
ger Bespiilung muss mit Riickschlagventilen oder Ahnlichem ver-
hindert werden, dass bei einem Ausfall der Spiilgasversorgung Pro-
zessgas in die Spulgasleitung stromen kann. Dort droht sonst die
Gefahr einer Zonenverschleppung (Explosionsschutz). Dies gilt ins-
besondere auch bei kaskadierter Prozess- und Sensorspiilung, um
zu verhindern, dass korrosive Prozessgase ins Optikgehause gelan-
gen.

Sensorkonfiguration mit hoher prozessseitiger Bespiilung, mit 6 mm Anschlussstiick zur Verwendung mit Dampf, sowie mit Bespuilung des Optikgehdu-

ses mit N,

Die prozessseitig verwendeten Spilmedien strémen durch Spiilgas-

fihrungsrohre und gelangen so in den Prozessgasstrom. Die Rohre ra-

gen einige Zentimeter in den Prozessraum hinein und werden vom
Prozessgas typischerweise von der Seite angestromt. So wird erreicht,
dass sich eine Abrisskante in der Einlaufzone des Spiilgases ausbildet.
Die effektive Messstrecke im Prozessgas ist damit gut definiert als der
Abstand zwischen den Enden der beiden Spilluftfiihrungsrohre.

Optikgehduse CD 6: Optionen und Zubehor

Sensorjustierwerkzeug

Besteht aus u. a. einer batteriebetriebenen sichtbaren Lichtquelle,
einer Zentrierhilfe mit Fadenkreuz, sowie zwei Hakenschliisseln
zum Offnen des Optiktubus der Sensoren.

Bitte beachten Sie: Das Sensorjustierwerkzeug ist nicht Ex-ge-
schtzt.
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Installationsvoraussetzungen fiir die Optikgehduse CD 6, MaBe in mm

Spilluftgebldse

Optikgehduse CD 6

Zwei Spllluftgebldse werden zur Bespiilung der Optikgehduse benétigt. Es ist sowohl eine AC 230 V als auch eine AC 115 V-Version bestell-

bar.

Luftfilter J

Optikgehdusekonfiguration mit Spilluftgeblase

Durchflusszelle (per Sonderapplikation bestellbar

Zur Realisierung von Messkonfigurationen im Bypass-Betrieb. Die Zelle
besteht aus einem Edelstahlrohr, dessen innere Oberfldchen elektro-
poliert sind, um Oberflacheneffekte zu minimieren. Bei 1 m effektiver
Messstrecke betrdgt das innere Volumen nur 1,2 |, so dass schnelle
Gasaustauschzeiten realisiert werden kdnnen. Die Bestrdmung mit
Messgas kann von den Enden oder aus der Rohrmitte erfolgen, da hier
jeweils entsprechende 6 mm Verschraubungen vorhanden sind. Die
Durchflussmesszelle ist in vier Konfigurationen bestellbar:

¢ Unbeheizt, inkl. Vorrichtung zur Wandbefestigung

¢ Unbeheizt, inkl. Vorrichtung zur Wandbefestigung und einem 19"-
Gehduse mit einer Luftstrahlpumpe mit einer Forderleistung von
max. 30 l/min

* Wie oben, aber beheizbar bis ca. 200 °C

* Wie oben, aber beheizbar bis ca. 200 °C und montiert auf einem
fahrbaren Gestell mit integriertem 19"-Rahmen

Fllen Sie zur Anfrage bitte den Applikationsfragebogen aus, der
unter www.siemens.de/insitufragebogen im Internet zu finden ist.
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

Optikgehduse CD

lAuswahI- und Bestelldaten

Artikel-Nr.
In situ-Gasanalysengerdt LDS 6 7MB6122- ® 6 06 06 0 - 00 o o
Optikgehdusepaar

Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.
Nicht verfiigbare Kombinationen werden in PIA Life Cycle Portal als ,unzuldssig” angezeigt.

Ex-Schutz"
Ohne 0

Ex-Schutz: geméss ATEX Il 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, ATEX Il 1 D Ex ia op is IIIC T135 °C Da, |IEC Ex ia op is [IC T4 Ga, IEC Ex 1
iaop is IC T135 °C Da; Fiir Ex zone 0 und 1 betrdgt die maximale Hybridkabelldnge aus Ex-Griinden 250 m. In Ex zone 2
und nicht-Ex Féllen sind auch langere Kabel (bis 700 m) erlaubt.

Messkomponente
Alle Gase auBer O, W

Bespiilung: Prozessseite Bespiilung: Optikgehduse
Ohne Bespiilung Ohne Bespiilung A

Ohne Bespiilung Luft oder Ny, 1 ... 2 I/min B
inkl. Nadelventil, 6 mm Swagelok

Instrumentenluft oder N, Ohne Besplilung C
gemaBigter Durchfluss: 0 ... 120 I/min
inkl. Nadelventil, 6 mm Swagelok

Instrumentenluft oder N, Luft oder Ny, 1 ... 2 I/min D
gemaBigter Durchfluss: 0 ... 120 I/min inkl. Nadelventil, 6 mm Swagelok
inkl. Nadelventil, 6 mm Swagelok

Luft oder N, Ohne Besplilung E
erhohter Durchfluss: 200 ... 500 l/min
inkl. 6 mm Swagelok

Luft oder N, Luft oder Ny, 1 ... 2 I/min I
erhéhter Durchfluss: 200 ... 500 I/min inkl. Nadelventil, 6 mm Swagelok
inkl. 6 mm Swagelok

Luft, Lifter oder Dampf; Ohne Bespiilung G
hoher Durchfluss: > 500 l/min
inkl. 1 %" Schlauchadapter

Luft, LUfter oder Dampf; Luft oder Ny, 1 ... 2 I/Imin H
hoher Durchfluss: > 500 I/min inkl. Nadelventil, 6 mm Swagelok
inkl. 1 %" Schlauchadapter

Material der Spiilungsrohre

Ohne Spiilungsrohre 0
Edelstahl, EN 1.4432/316L 1
Polypropylen 2
Lange der Spiilungsrohre

Ohne Spiilungsrohre
400 mm

800 mm

1200 mm

75 mm, z. B. fiir Motorpriifstande

O » W N = O

Sonderlange

Prozessanschluss

Edelstahlflansch (1.4404/316L), 0
AnschlussmaB DN 65/PN 6, MAWP (PS) bei 20 °C: 0.05 MPa

Edelstahlflansch (1.4404/316L), 1
AnschlussmaB ANSI 4"/150 Ibs, MAWP (PS) bei 20 °C: 7.25 psi

Edelstahlflansch (1.4404/316L), 2
AnschlussmaB DN 65/PN 6, MAWP (PS) bei 20 °C: 0.05 MPa, inkl. beiliegenden AnschweiBflanschen, z. B. fir
Motorpriifstdnde

Druckfester Fensterflansch (1.4404/316L, Borosilikatglas), 3
AnschlussmaB DN 65/PN 6, MAWP (PS) bei 20 °C: 0.6 MPa

Druckfester Fensterflansch (1.4404/316L, Borosilikatglas), 4
AnschlussmaB DN 80/PN 16, MAWP (PS) bei 20 °C: 1.6 MPa

Druckfester Fensterflansch (1.4404/316L, Borosilikatglas), 5
AnschlussmaB ANSI 4"/150 Ibs, MAWP PS) bei 20 °C: 232 psi

Hybridkabel

Ohne Hybridkabel X
Standardlange

*5m A

e 10m B
¢ 25m 5
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lAuswahI- und Bestelldaten (Fortsetzung)

Artikel-Nr.
In situ-Gasanalysengerdt LDS 6 7MB6122- ® 6 06 06 0 - 00 o o
Optikgehdusepaar
¢ 40m

«50m
e 75m
e 100 m
¢ 150 m
* 200 m

N ¢ = © — I o

Kundenspezifische Lange: Angabe in ganzen Metern

Sensorverbindungskabel

Ohne Sensorverbindungskabel X
Standardldnge

*5m A
«10m B
¢ 25m E

Kundenspezifische Lange: Angabe in ganzen Metern z

Bediensoftware
Digitale Dokumentation 9

1) Bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb des In situ-Laserspektrometers LDS 6 bzw. des Optikgehduses CD 6 in gefdhrdeten Umgebungen ist auf eine vollstan-
dige und konsistente Implementierung des Sicherheitskonzepts durch den Anlagenbetreiber zu achten.

Optionen Kurzangabe Optionen Kurzangabe

Artikel-Nr. mit "-Z" ergdnzen und Kurzan- Kundenspezifischer Prozessanschluss N1Y
gaben hinzuftigen.

- Hybridkabel, kundenspezifische Lange P1Y
Einstellungen

6 mm Swagelok-Adapter zur Bespiilung ~ A27 Sensowerbindungskabel, kundenspezifi- Q1Y

mit Dampf, Spiilmodus G und H sche Lange

Abnahmepriifzeugnis 3.1 (Dichtigkeitsprii- €12 Sonderapplikationen R10...R39

miqggrgslggst':r:ggr??te(;?flrarrir;cﬁngmaﬁon TAG-Label, kundenspezifische Beschrif- Y30

i i i - 13 tung .

o) macty N 10304 (nr i Kormbination Zusatzschild i

mit druckfesten Fensterflanschen) Sonderapplikationsnummer Y33

Spulungsrohre: Sondermaterialien L1y

Sptilungsrohre: Sonderlénge m1y e TR
CD 6, Spiilluftgeblase 230 V/50 Hz A5E00829151
CD 6, Spiilluftgebldse 115 V/60 Hz A5E00829150
CD 6, Sensorjustierwerkzeug A5E00253142

SITRANS SL, Taschenlampe mit Adapter ~ A5E33259745

Siemens AP 012024 WALV


https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_Portal/%3Fsap-language=DE%26P_MATNR=7MB6122*
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00829151
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00829150
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00253142
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E33259745
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik

LDS 6

Optikgehduse CD

l Technische Daten

lTechnische Daten (Fortsetzung)

LDS 6, Optikgehduse CD 6

LDS 6, Zubehor

Allgemeines
Aufbau

Materialien

Installation
Laser-Schutzklasse
Ex-Schutz

Transmitter- und Empfangereinheit, tiber
ein Sensorverbindungskabel verbunden

Rostfreier Edelstahl (1.4305/303),
Aluminium

Senkrecht oder parallel zum Gasstrom
Klasse 1, keine Gefahr fiir die Augen

111 GExiaopislICT4 Ga

Il DExiaopisllICT135°CDa

Eine definierte Leckrate kann nur unter
Verwendung von
Hochdruckfensterflanschen sichergestellt
werden. Sonst ist vom Betreiber ggf. eine
Bewertung gemaB ATEX durchzufiihren
DEMKO 06 ATEX 139648X;

IECEx UL 13.0029X

NEPSI Ex (China): GYJ21.1196X

PESO (Indien): AIPIHQ/MH/104/6980
(P524397)

KCS (Korea): 15-AV4B0O-0647,
15-AV4B0O-0648

TIIS (Japan): TC20953

UKEX (United Kingdom): UL22UKEX2642X
Rev. 0

Ausfiithrung, Gehause
Schutzklasse
Abmessungen
Spiilgasrohr in mm

Gewicht
Montage

Bitte beachten Sie:

 Bei Spiilgasrohren von 800 und 1 200 mm
Lénge darf die Wandstarke bei
DN 65/PN 6-Anschliissen 200 mm nicht
tiberschreiten. Um bei héheren Wandstar-
ken zu messen, bitte Siemens kontaktie-
ren.

Die optimale Justage der Flansche kann
sich je nach Montageart bei hohen Tempe-
raturdifferenzen zwischen Prozess und
Umgebung éndern.

P65
Durchmesser: 163, L: 450 mm

400 (370 netto) x 44 x 40
800 (770 netto) x 54 x 40
1200 (1 170 netto) x 54 x 40
2xca. 11kg

DN 65/PN 6, DN 80/PN 16 oder
ANSI 4"/150 Ibs

Elektrische Merkmale

Spannungsversorgung

Stromverbrauch

DC 24V, Versorgung durch die
Zentraleinheit tiber Hybridkabel

< 2 W bei Nicht-Ex Konfiguration, max.
0,6 W bei Ex-Konfiguration

Klimatische Bedingungen
Optikgehadusetemperatur
Nicht-Ex

Ex

Feuchte
Druck

Temperaturbereich auf Optikgehduseseite
des Prozessinterface (Anschlussplatte)

-20 ... +70 °Cim Betrieb
-30 ... +70 °C wahrend Transport und
Lagerung

-20 ... +60 °C im Betrieb
-30 ... +70 °C wahrend Transport und
Lagerung

<95 % RH, Uber Taupunkt
800 ... 1100 hPa
-20 ... +70°C

Messbedingungen
Messweg
Staubbeladung

0,3 ... 12 m (andere Weglénge auf Anfrage)

Der Einfluss von Staub ist sehr komplex und
hangt von der Weglange und der
PartikelgroBe ab. Bei groBerer Weglange
steigt die optische Dampfung exponentiell.
Kleinere Partikel haben ebenfalls einen
groBen Einfluss auf die optische Ddmpfung.
Bei hoher Staubbeladung, groBer Weglange
und kleinen Partikeln bitte den Siemens
Technical Support kontaktieren.

Bespiilung

Fiir die Optikgehduseseitige Spiilung ist
Stickstoff als Spilgas zulassig. Fiir die
prozessseitige Spiilung sind Stickstoff,
Dampf, Luft und Gase, die nicht unter die
Druckgeréterichtlinie Kat. 2 fallen, als
Spllgase zuldssig.

Spulen mit Instrumentenluft, N,
« Max. Uberdruck im Sensor

¢ Qualitat

- Instrumentenluft

- Stickstoff
* Maximale Durchflussrate (Prozessspllung)

* Taupunkt

Geblasebesptilung
* Maximaler Gegendruck

* Maximale Durchflussrate
* Stromverbrauch

« Schutzklasse (Ventilator)
Dampfspiilung

+ Dampfkonditionierung

* Maximale Temperatur

* Mindestdruck

* Maximaler Druck

<500 hPa

GemaB 1SO 8573-1:2010 [2:3:3]
Hinweis: Es ist ausreichend, wenn der
Drucktaupunkt min. 10 K unter der
minimalen Umgebungstemperatur liegt.

Reinheit > 99,7 %
500 l/min

Benchmark: < -10 °C, Kondensation auf der
Optik muss vermieden werden

40 hPa
850 l/min
370 W

IP54, Schutzabdeckung gegen Regen
erforderlich

Uberhitzt
240°C
>4 000 hPa

16 000 hPa, gilt fiir einen Volumenstrom
von ca. 1 100 l/min

LDS 6, Hybrid- und Sensorverbindungskabel

Allgemeines
Konfiguration Hybridkabel

Kabelmantel

Abmessungen

¢ Durchmesser

* Linge

Gewicht

Maximale Zugkraft
Maximaler Querdruck
StoBfestigkeit
Maximale ReiBkraft
Mindestbiegeradius

Zwei optische Fasern und zwei verdrillte
Kupferdrahte in einem Kabel fiir DC 24 V.
Single-Mode-Lichtwellenleiter, auf beiden
Seiten konfektioniert mit
E2000-Winkelsteckern . Multimode-
Lichtwellenleiter auf beiden Seiten mit SMA-
Steckverbindern konfektioniert.

Kabel ist flammhemmend, sehr gute
Bestdndigkeit gegen Ol, Benzin, Séuren und
Laugen, UV-Bestandigkeit des AuBenmantels
Olbestindiges Polyurethan

o Fiir> 500 m muss zusatzlich eine externe
Spannungsversorgung bestellt werden

« Fiir die Installation in Ex-Bereichen miissen
nicht eigensichere Kabel von eigensiche-
ren Leitungen raumlich getrennt verlegt
werden

<8,5mm

e Einsatz in nicht-Ex und Ex Zone 2: bis
700 m

 Einsatz in Ex Zone 0 und Zone 1: bis 250 m
75 kglkm

200 N

1000 N/dm

200 N/cm

500 N

12cm

Klimatische Bedingungen
Umgebungstemperatur

Feuchte

-40 ... +70 °C bei Transport, Lagerung und
Betrieb
-5 ... +50 °C wahrend der Kabelverlegung

< 95 % rel. Feuchte, tiber Taupunkt (im
Betrieb und bei Lagerung)

IR Siemens AP 01 - 2024



Optikgehduse CD 6

MaBzeichnungen

Optikgehduse CD 6, moderate Besplilung (Instrumentenluft), Ausfihrung gem. Artikel-Nr. 7MB6122-**C1*-0***, MaBe in mm

Siemens AP 012024  [RAER)




Optikgehause CD 6

MaBzeichnungen (Fortsetzung)

Optikgehduse CD 6, erhohte Bespiilung (Instrumentenluft), Ausfiihrung gem. Artikel-Nr. 7MB6122-**E1*-0***, MaBe in mm

Siemens AP 01 - 2024




Optikgehduse CD 6

l MaBzeichnungen (Fortsetzung)

g

Optikgehduse CD 6, Gebldsebespilung, Ausfiihrung gem. Artikel-Nr. 7MB6122-**G1*-0***, MaBe in mm

Siemens AP 012024 AL



Optikgehause CD 6

MaBzeichnungen (Fortsetzung)

Optikgehduse CD 6, optikgehduse-und prozesseitige Besplilung, Ausfiihrung gem. Artikel-Nr. 7MB6122-**H1*-0***-Z A27, MaBe in mm

Siemens AP 01 - 2024




Optikgehduse CD 6

l MaBzeichnungen (Fortsetzung)

N [ e o = T A S

Optikgehduse CD 6, besplilte Version gem. Artikel-Nr. 7MB6122-*WC14-2***, MaBe in mm

Siemens AP 012024  [RCALE]
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In situ kontinuierliche Prozess-Gasanalytik
LDS 6

Ersatzteilvorschlag

lAuswahI- und Bestelldaten

Beschreibung 2 Jahre (Stiick) 5 Jahre (Stiick)  Artikel-Nr.
CD 6, Fenstermodul, Quarz 1 2 A5E00338487
CD 6, Fenstermodul, Motorpriifstand, keine Bespiilung 1 2 A5E00338490
CD 6, Druckfester Fensterflansch (1.4404/316L), DN 65/PN 6 1 2 AS5E00534662
CD 6, Druckfester Fensterflansch (1.4404/316L), DN 80/PN 16 1 2 A5E00534663
CD 6, Druckfester Fensterflansch (1.4404/316L), ANSI 4"/150 Ibs 1 2 A5E00534664
Dichtung fiir CD 6-Hybridkabel 1 2 A5E00853911
CD 6, Sensorelektronik LW InGaAs (Version 2) 1 1 A5E01090409
CD 6, Sensorelektronik LW Ge, nur HCl (Version 2) 1 1 A5E01090413
CD 6, Sensorelektronik SW, nur O, 1 1 A5E00338533
CD 6, Sensorelektronik ATEX SW, nur O, 1 1 A5E00338563
CD 6, Sensorelektronik ATEX HCI 1 1 A5E00853896
CD 6, Sensorelektronik ATEX NHs, CO, CO,, HF, H,0, geringe Verstarkung 1 1 AS5E00338572
CD 6, Sptlrohr 400 mm 1.4432/316L 1 2 A5E00253111
CD 6, Sptilrohr 800 mm 1.4432/316L 1 2 A5E00253112
CD 6, Spulrohr 1200 mm 1.4432/316L 1 2 A5E00253113

l Weitere Info

Bei sehr anspruchsvollen Anwendungen empfiehlt es sich Spilrohre,
Fenstermodule und Detektorelektronik auf Lager zu halten (Stlick-
zahlen sind pro Messstelle, d. h. pro Sensorpaar angegeben).
Welche Teile jeweils fiir welche Gerdte geeignet sind (Version 1 oder
2), finden Sie im Gerdtehandbuch, im Produkt-Selektor PIA Life Cycle
Portal www.pia-portal.automation.siemens.com, sowie auf Anfrage
direkt bei Siemens. Im Allgemeinen sind alle neuen Gerdte mit den
Ersatzteilen der Version 2 kompatibel.

|
ICS Schneider Messtechnik GmbH Tel.: 03303/504066 info@ics-schneider.de
Briesestra3e 59 Fax.: 03303 /5040 68 www.ics-schneider.de
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde


https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00338487
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00338490
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00534662
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00534663
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00534664
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00853911
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01090409
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E01090413
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00338533
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00338563
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00853896
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00338572
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00253111
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00253112
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/A5E00253113
https://www.pia-portal.automation.siemens.com

